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最終所属部局 原子分子材料科学高等研究機構 

職名 教授 

出身学校 1971年  東北大学工学部電子工学科卒業 

出身大学院 1973年  東北大学大学院工学研究科電子工学専攻修士課程修了 

 1976年  東北大学大学院工学研究科電子工学専攻博士課程修了 

取得学位 1976年  工学博士（東北大学）取得 

略歴 1976年4月 東北大学助手（工学部電子工学科） 

 1981年10月 東北大学助教授（工学部通信工学科） 

 1990年5月 東北大学教授（工学部精密工学科） 

 1995年4月 東北大学教授（工学部 機械電子工学科（改組）） 

 1997年4月  東北大学教授（大学院工学研究科機械電子工学専攻） 

 1998年4月 東北大学教授（未来科学技術共同研究センター） 

 2005年4月 東北大学教授（大学院工学研究科ナノメカニクス専攻） 

 2006年8月 東北大学教授（大学院工学研究科付属マイクロ・ナノマシニン

グ研究教育センター長） 

 2007年10月 東北大学教授（原子分子材料科学高等研究機構、兼 大学院工

学研究科付属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター長） 

 2008年4月 東北大学教授（原子分子材料科学高等研究機構、兼 大学院工

学研究科付属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター） 

 2010年4月 東北大学教授（原子分子材料科学高等研究機構、兼 マイクロ

システム融合研究開発センター長、大学院工学研究科付属マイ

クロ・ナノマシニング研究教育センター） 
                                           

 

＜研究活動に関する情報＞ 

 

専門分野 マイクロシステム学 

研究課題  1. 半導体センサに関する研究 

  2. マイクロシステムに関する研究 

  3. MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）に関する研究 

学術受賞 

1) 1974年 （5月） 日本ME学会科学新聞社研究奨励賞 

    「半導体の電界効果を用いた医用能動電極－陽イオン選択性電極としての動作－」 

2) 1975年 （5月） 日本ME学会論文賞 （共受賞者: 松尾、飯沼） 

   「生体用絶縁物電極－チタン酸バリウム磁器を用いた生体用誘導電極－」 

3) 1979年  （11/15） 渡辺賞 

   「ME用半導体マイクロ電極」 

4) 1980年  （5/17） 電子通信学会業績賞 （共受賞者: 松尾） 

    「半導体イオンセンサの基礎研究」 

5) 1981年  （8/30） 計測自動制御学会技術賞 （共受賞者: 松尾、野本、キンテロ） 
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    「IC技術を用いた超小型圧力変換器の試作」 

6) 1982年  （4/2） 市村賞・貢献賞 

    「医用超小形圧力センサに関する研究」 

7) 1986年  （5/17） 電子通信学会論文賞 （共受賞者: 庄子、松尾） 

   「生体用マイクロISFETの試作」 

8) 1986年（５月） IEEE Computer Soc. The 15th Int.Symp.on Multi-Valued Logic 

   Award for Excellence （共受賞者: 亀山、羽生、樋口、伊藤） 

    「Implementation of Quaternary NMOS Integrated Circuit for Pipelined Image Processing」 

9) 1992年  （11/5） 日本工業新聞技術・科学図書優秀賞 （共受賞者: 藤田、五十嵐、杉山） 

  「マイクロマシーニングとマイクロメカトロニクス」 

10) 1993年  （11/16） 日本IBM科学賞 

  「マイクロマシーニングによる半導体センサの研究」 

11) 1994年  （1/24） 科学計測振興会賞 （共受賞者: 庄子、南、Cabuz、松本） 

  「パッケージングされた半導体マイクロセンサ」 

12) 1999年  （3/11） 矢崎学術賞 

    「マイクロマシニングによる超高感度センサの開発」 

13) 2001年  （9/26） SSDM Award 

    「Biomedical Cation Sensor Using Field Effect of Semiconductor」 

14) 2003年 （11/8） Best of Small Tech Awards （Small Times Magazine） 

    「2003 Researcher of the Year: Finalist」 

15) 2004年 （4/3） 2003年度日本コンピュータ外科学会講演論文賞  

  「形状記憶合金を用いた腸閉塞治療用能動屈曲プローブ」（共受賞者: 水島、芳賀、戸津） 

16) 2004年 （6/20） 第３回産学官連携推進会議、文部科学大臣賞 

  「半導体微細加工技術で作るMEMS（微小電気機械システム）の産業展開」 

17) 2005年 （1/17） 第54回河北文化賞 

   「微細加工技術による地域の産業等への貢献」 

18) 2005年 （9/7） 第27回応用物理学会論文賞JJAP論文賞 

  「Electrostatically Levitated Ring-Shaped Rotational-Gyro/Accelerometer」 

    （共受賞者: 村越、遠藤、深津、中村） 

19) 2006年 （5/17） 紫綬褒章 

  「マイクロシステム学に関する研究」 

20) 2006年 （5/23） 電気学会 業績賞 

  「センサ工学発展への貢献」 

21) 2007年 （4/26） 生体医工学会誌 論文賞 （陳俊傑、江刺正喜、大城理、千原国宏、芳賀洋

一） 

    「血管内低侵襲治療のための前方視超音波イメージャの開発」 

22) 2007年 （5/25） 第63回電気学会学術振興賞（著作賞） （藤田博之、江刺正喜、佐藤一雄、

小西聡、勝部昭明、前中一介） 

  「EEText センサ･マイクロマシン工学」 

23) 2007 年 （5/31） 映像情報メディア学会船井賞技術革新賞 （日本放送協会（田島利文）、東

北大学（江刺正喜）、松下電器産業㈱（安野功、日森、武子、五味）） 

  「シリコンマイク開発」 

24) 2007年 （8/3） 応用物理学会フェロー表彰 

「半導体微細加工技術による微小電気機械システムの研究」 

25) 2007年 （8/ ） The Merck Award for Outstanding Scientific Contribution to the Display 

Technology  （J.Jo, T.-M.Lee, D.-S.Kim, K.-Y.Kim, M.Esashi and E.-S.Lee） in IMID'07 
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（International Meeting on Information Display '07） 

「Fabrication of Flexible OTFT Array with Printed Electrodes by Using Microcontact and 

Direct Printing Processes」 

26) 2008年 （10/6） 名誉博士号（The honorary doctor’s degree） The Chemnitz University 

of Technology （ドイツ）「MEMSへの貢献」 

 27） 2009年 （5/27） 第65回電気学術振興賞（論文賞）（Yusaku Izawa, Yosuke Tsurumi, Shuji 

Tanaka, Hideyuki Kikuchi, Yoshiki Nakata, Noriaki Miyanaga, Masayuki Fujita） 

  「Debris-Free Laser-Assisted Low-Stress Dicing for Multi-Layered MEMS - Separation Method 

of Glass Layer -, IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines, 128, 3 （2008） pp. 

91-96」 

 28） 2009年 （5/29） レーザー学会進歩賞、（藤田雅之, 末田敬一, 中田芳樹, 宮永憲明, 福士

秀之, 田中秀治）  

    「積層MEMSのためのパルスレーザー支援デブリフリー低ストレスダイシング技術の開発」 

 29） 2010年 （5/26） 電気学会フェロー、「MEMSの研究・実用化」 

 30） 2011年 （6/5） Transducers’11, Outstanding Contribution Award 

 
                                           

 

＜大学運営に関する情報＞ 

 

学内委員等  

その他 1996年4月～1998年3月  

   東北大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長 

 2006年8月～2008年3月 

 大学院工学研究科付属マイクロ・ナノマシニング研究教育センター長 

 2010年4月～ 

 マイクロシステム融合研究開発センター長 

 2011年 

 東北大学ディスティングイッシュトプロフェッサー2011に任命 

3 



業績リスト 

                                           

 

著書 

1) 分担執筆 田村善蔵 監修 

「臨床化学の進歩」22章 （共著者:松尾） 1980年 学会出版センター 

2）   J.Zemel, P.Bergveld ed. 

   「Chemically Sensitive Electronic Devices」 Chap.1.4, pp.77-96  

"Methods of ISFET Fabrication" （T.Matsuo and M.Esashi）（1980）Elsevier Sequoia 

3）  分担執筆 

  「最先端の医療技術・材料・新薬開発」 II 4章 1982年 シーエムシー 

4）   分担執筆 

   「医用センサの新展開」 1章 2節 1982年 シーエムシー 

5）   分担執筆 日本マイクロエレクトロニクス協会編 

   「厚膜IC化技術」 4.3.3節 （一部）1983年 工業調査会 

6）   分担執筆 

   「生化学と新しい診断薬の開発」 3章2節 1984年 シーエムシー 

7）  W.H.Ko ed. 

   「Implantable Sensors for Closed-loop Prosthetic Systems」 Chap.9 pp.115-137 

     "Recent Developments in ISFET and Its Biomedical Applications" 

     （T.Matsuo, M.Esashi, H.Nakajima and S.Shoji） （1985） Furuta Publishing Company 

8） 「半導体集積回路設計の基礎」1986年  培風館 

9) 分担執筆 日本化学会編 

  「躍進する化学」（化学総説 No.50）3章14節（共著者:松尾）1986年 学会出版センタ

ー 

10) 分担執筆 日本機械学会編 

  「機械工学便覧」 A8編 2章 3節 1986年  丸善 

11）  分担執筆  家田正之 他 編 

   「電気・電子材料ハンドブック」６章 ４．２節 1987年   朝倉書店 

12） 分担執筆  電子情報通信学会 編 

   「電子情報通信ハンドブック」４編 ４部門 １．２．４章 1988年   オーム社 

13）  分担執筆  電気学会 センサ機能調査専門委員会編 

   「最近のセンサ」１章 １節 1988年   オーム社 

14） 分担執筆  村地孝 古川俊之 編 

   「臨床診断と先端技術」１部 ２章 1988年   カレントテラピー 

15） 分担執筆  神沼二真 編 

   「R&Dコンピューティング要覧」3編 2部 2.1章 1988年 サイエンスフォーラム 

16）  分担執筆  今井正治 杉山尚志 編 

   「超LSI設計シリコンコンパイレーション」2編 5章 1988年 サイエンスフォーラム 

17） 分担執筆  山崎弘郎 編 

   「コンピュートロール No.21 インテリジェントセンサ」 pp.18-23 1988年 コロナ社 

18） T.Seiyama ed. 

   「Chemical Sensor Technology,Vol.1」pp.179-193 "Micromachining for Chemical 

Sensors"（S.Shoji and M.Esashi）（1988）Kodansha LTD. 

19） 分担執筆  応用機械工学編集部 編 
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   「超精密加工マニュアル」４編 １章 1989年 大河出版 

20）  「電子情報回路 Ⅰ．Ⅱ．」（共著者：樋口）1989年 昭晃堂 

21）  F.Harashima ed. 

「Integrated Micro-Motion Systems - Micromachining,Control and Applications」 

pp.357-373 

    "Integrated Micro Flow Control Systems"（M.Esashi）（1990）Elsevier Science Publishers 

22）  分担執筆  石井 威望 編 

   「マイクロマシンの衝撃」 pp.199-210、1990年 PHP研究所 

23） 分担執筆  小谷、福井、松尾 編 

   「メディカルエンジニアリング」 6章 1991年 朝倉書店 

24）  分担執筆  バイオエンジニアリング出版委員会編 

   「バイオエンジニアリング」 9.1節 1991年 培風館 

25）  J.Tani and T.Takagi ed. 

   「Elecromagnetic Forces and Applications」pp.5-8 

      "Integrated Fluid Control Systems on a Silicon Wafer"（M.Esahi）（1991）Elsevier 

26）  分担執筆  松永、桜井、千川 編 

   「表面界面の超精密創成・評価技術」 3章 IV節 1991年  サイエンスフォーラム 

27）  分担執筆  五十嵐、藍 編 

   「Siマイクロマシニング先端技術」1編 3章 1991年 サイエンスフォーラム 

28） 分担執筆  樋口、生田 編 

   「マイクロメカニカルシステム実用化技術総覧」3章 8節1991年 フジ・テクノシステ

ム 

29）  分担執筆 

   「マイクロマシン技術による製品小型化・知能化辞典」5章 6節 1991年 産業調査会 

30）  「マイクロマシン 賢く働く微小機械」（共著者:宝谷） 1991年  読売新聞社 

31）  分担執筆 原島、江刺、藤田 編 

   「マイクロ知能化運動システム」1991年 日刊工業新聞社 

32）  「マイクロマシーニングとマイクロメカトロニクス」 （共著者:藤田,五十嵐,杉山） 

      1992年 培風館 

33）  分担執筆  濱川圭弘 編 

   「コンピュートロール No.41 センシングデバイスとその応用システム」pp.13-18  

"マイクロマシニングとセンサ技術" 1992年 コロナ社 

34）  分担執筆  バイオエンジニアリング出版委員会編 

   「バイオエンジニアリング 最近の話題を集めて」 pp.179-200 

      "マイクロマシンとセンサ" （江刺正喜、島地重幸）1992年 培風館 総ページ277 

35） 分担執筆  岡博、和田攻 編 

   「医科学大辞典 補遺巻10 最近の医療情報 1993」pp.137-140  

"マイクロセンサーと医療"  1993年 講談社 

36）  H.H.Bau, N.F.de Rooij and B.Kloeck ed. 

   「Sensors, Vol.7, Mechanical Sensors」  pp.332-358  

"Sensors for Measuring Acceleration" （M.Esashi）（1994）VCH 

37）  M.Aizawa ed. 

   「Chemical Sensor Technology, Vol.5」  pp.1-15 

     "Recent Developments in Integrated Chemical Analyzing Systems" 

     （S.Shoji, M.Esashi, N.F.de Rooij, H.Bert and Van der Schoot）（1994）Kodansha LDT. 

38）  分担執筆  高橋 清、佐々木 昭夫 編 
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   「アドバンストセンサハンドブック」pp.235-245,p.296,pp.383-386, 1994年 培風館 

39）  分担執筆  内野研二 編 

   「精密制御用ニューアクチュエータ便覧」pp.1022-1033, 

"マイクロマシニングによるアクチュエータ"（江刺正喜）1994 年 フジ・テクノシステ

ム 

40）  分担執筆 精密工学会 超精密加工専門委員会編 

   「超精密 Vol.4」pp.90-96, "マイクロセンサと立体的微細加工"（江刺正喜）1994年 

かんと出版 

41）  A.van den Berg and P.Bergvwld ed. 

   「Micro Total Analysys Systems」  pp.165-179 "Bonding and Assembling Methods for 

  Realising a μTAS" （S．Shoji and M.Esashi）（1995）Kluwer Academic Publishers 

42） 分担執筆  計測自動制御学会編 

   「計測制御技術辞典」pp.3-8,pp.66-67,pp.106-107 （江刺正喜）1995年 丸善 

43）  D.Denton, P.J.Hesketh and H.Hughes ed. 

「 Proc. of the Second International Symposium on Microstructures and 

Microfabricated Systems」pp.11-23 "Micro Electro Mechanical Systems by Bulk Silicon 

Micromachining" （M.Esashi）（1995）The Electrochemical Soc.Inc. 

44）  分担執筆    西澤潤一編 

「先端材料辞典」pp.627-639,"マイクロマシン"（江刺正喜） 1995年 産業調査会 

45）  分担執筆    権田俊一編 

      「薄膜作製応用ハンドブック」pp.1080-1085,"マイクロマシニングによるセンサ" 

    （江刺正喜） 1995年 エヌ・ティー・エス 

46） H.Yamasaki ed. 

   「Intelligent Sensors, Handbook of Sensors and Actuators 3」 pp.47-57 

     "Micromachining" （S.Shoji and M.Esashi）（1996）Elsevier 

47）  H.C.Hoch ed. 

   「Nanofabrication and Biosystems」 pp.61-79 "Microsensors and Microactuators for 

Biomedical Applications"（M.Esashi）（1996）Cambridge Univ. Press 

48）  応用物理学会／徳山 巍 編 

   「超微細加工技術」pp.278-287、"マイクロメカニクス"（9.2）（江刺正喜）1997年 オー

ム社 

49） S.Nakajima, M.Murakami ed. 

      ｢Advances in Superconductivity IX｣  pp.1191-1194 （Proc.of the 9th Intn.Sympo.on 

Superconductivity,Oct.21-24,1996,Sapporo） 

      "High Frequency Properties of YBCO Josephson Junctions on Si Substrates Fabricated 

by Focused Electron Beam Irradiation" （S.Kim, H.Myoren, J.Chen, K.Nakajima, 

T.Yamashita and M.Esashi）（1997） Springer-Verlag 

50）  機械学会 編 

   「機械工学事典」p.959 "ナノマシン"、"マイクロアクチュエータ"（江刺正喜）1997年  

丸善 

51） 五十嵐伊勢美、江刺正喜、藤田博之 編「マイクロオプトメカトロニクス ハンドブック」 

    pp.119-128  2.6 "マイクロアセンブリ" （江刺正喜）1997年 朝倉書店  

52）  第12回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会編 

     「生物に学ぶマシン－柔らかく優しく動く機械」 pp.105-116 “分布型マシンと能動カ

テーテル”（江刺正喜）1998年 クバプロ 

53）  電子情報通信学会編 
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     「電子情報通信ハンドブック」編集担当及共同執筆 pp.815-827 6-14編  

“集積化センサとマイクロマシン” 1998 年 オーム社 

54）  H.Baltes, W.Gopel and J.Hesse ed 

     「Sensors Update Vol.6」 pp.163-188 “9. Silicon-based Nanomachining”  

（T.Ono and M.Esashi） 1999, Wiley-VCH  

55）  日本エム・イー学会 編 

     「ME用語辞典」４語 （江刺正喜） 1999, コロナ社 

56） 「バイオミメティクスハンドブック」 

    機能応用編 第8章 第4節 pp.886－894 "マイクロマシンのアクチュエータ" 

      （江刺正喜、芳賀洋一）2000年 ㈱エヌ･ティー･エス 

57）  「新編 光学材料ハンドブック」 

    第8章 第4節1 pp.695-700 “光マイクロマシン総論”（江刺正喜）2000年 

  ㈱リアライズ社 

58）  H.Baltes, W.Gopel and J.Hesse ed 

     「Sensors Update Vol.8」 pp.147-186 （全227ページ） 

     “6. Multi-functional Active Catheter”（Y.Haga, T.Mineta and M.Esashi）（2000）

VCH 

59）  「AERA Mook 工学がわかる」pp.58-61 

     "能動カテーテル"（江刺正喜） 2001年 朝日新聞社 

60）  Y.Zhou, Y.Gu and Z.Li ed. 

     「Mechanics and Material Engineering for Science and Experiments」 

      [Proc. of Intern. Sympo. of Young Scholars on Mechanics and Material Eng. for 

Science and Experiments, Changsha/Zhangjiajie, Hunan, China （2001 Aug. 11-16）] 

pp.205-208 "Development of Thermoelectric Microdevices by Combining Materials 
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67）  Microsystem Technology, Fabrication, Test and Reliability, MIGAS'02  
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71）  薄膜作製応用ハンドブック（権田 俊一 監修） 

「4.1マイクロマシン技術」pp.1102-1106 （全1330ページ）エヌ・ティー・エス （2003） 
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M.Esashi 

「Future Medical Engineering Based on Bionanotechnology」（ed. M.Esashi, K.Ishii, 
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A.Dideikin） Springer （2010）M.Esashi 

111） 2010 MEMSの最前線徹底解説、（全231ページ） 電子ジャーナル （2010）江刺正喜 
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75)  東北大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー  

     －センサ。マイクロマシンの研究開発－ 

   [日本ロボット学会誌,18,8 (2000),1066-1070] 江刺正喜 

76)  マイクロマシンの現状と将来 

    [空気清浄、38,4 (2000), 22-29] 江刺正喜 

77)  東北大学での産学連携 －ベンチャー・ビジネス・ラボラトリーを中心としたセンサ・マ

イクロマシン関連の研究活動－ 

[精密工学会誌、67, 1 (2001), 30-33] 江刺正喜 

78)  韓国を中心としたアジアのMEMSの動向とMEMSファウンダリ 

    [次世代センサ、11,1 (2001), 2-5] 江刺正喜 

79)  ナノメートルの領域に迫るマイクロマシン技術 

    [次世代センサ、11,1 (2001), 6-9] 小野 崇人、江刺正喜 

80)  マイクロマシンが可能にする新しい音響トランスデューサ 

    [日本音響学会誌、57,8 (2001),517‐522] 江刺正喜 

81)  高密度記録を目指すマルチプローブ 

    [レーザー研究、29,8 (2001), 516-521] 江刺正喜 

82)  Silicon Bulk Micromachining and Nanomachining 

    [Society of Manufacturing Engineers Technical Papers, EE01-322,(2001),1-7] 

M.Esashi 

83)  多数の異種要素からなる分布型マイクロマシンとその応用 

   [日本ロボット学会誌,19,7 (2001),806-809] 江刺正喜 

84)  COMS2001 The 6th Intn. Conf. on the Commercialization of Microsystems 2001 報告 

   [電気学会論文誌Ｅ,122-E,1 (2002),44-45] 江刺正喜 

85)  携帯機器用パワー源の新展開 

    [日本機械学会誌,105,998 (2002),35-39] 田中秀治、江刺正喜 

86)  ナノメカニクス 

[日本機械学会誌,105,1004 (2002),436-439] 小野崇人、江刺正喜 

87)  医科機器へのマイクロマシン技術の応用と課題 

[医器学, 72, 8 (2002), 367-372] 芳賀洋一、江刺正喜 

88)  MEMSからNEMSへ 

    [応用物理, 71, 8 (2002), 982-988] 小野崇人、江刺正喜 

89)  MEMSとその応用 

    [エレクトロニクス実装学会誌, 5, 6 (2002), 537-541] 江刺正喜 

90)  低侵襲治療用マイクロマシンとセンサ 
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    [日本材料科学会誌「材料の科学と工学」, 39,4 (2002), 158-161] 芳賀洋一、江刺正喜 

91)  マイクロマシンに将来はあるのか？ 

[日本機械学会誌,105,1008 (2002),717-719] 江刺正喜 

92)  複合プロセスによるマイクロ・ナノマシニング 

    [計測と制御, 42, 1 (2003), 5-11] 小野崇人、田中秀治、安部隆、江刺正喜 

93)  Micro-nano Electromechanical System by Bulk Silicon Micromachining 

[光学精密工程(Optics and Precision Engineering), 10, 6 (2002), 608-613] 

   M.Esashi and T.Ono 

94)  マイクロマシニングとナノプローブ 

    [精密工学会誌、69, 2 (2003), 166-169] 

     小野崇人、江刺正喜 

95)  ナノテクノロジーとマイクロマシン 

     [プロセス計装制御技術協会INSTREAM、27,2 (2003), 5-11] 江刺正喜 

96)  ナノテク集積人工心筋開発プロジェクト 

     [循環制御, 24, 2 (2003), 111-117] 

      山家智之、白石泰之、井口篤志、田林晄一、芳賀洋一、江刺正喜、吉澤誠、田中明、松

木英敏、佐藤文博、川野恭之、羅雲、高木敏行、早瀬敏幸、圓山重直、王慶田、段旭東、

仁田新一、岡本英治、久保豊、大坂元久、梅津光生 

97)  半導体プロセスによるマイクロ加工 

   [塑性と加工、44, 514 (2003), 1074-1078] 江刺正喜 

98)  パワーMEMS 

     [表面技術、54, 12 (2003), 908-913] 田中秀治、江刺正喜 

99)  Silicon Microfabricated Devices for Nanoscale Applications 

     [Advances in Natural Sciences (Vietnam), 4, 2 (2003) 157-163] 

     P.N.Ninh, T.Ono and M.Esashi 

100)  MEMS and Nanotechnology at Tohoku University 

     [Advances in Natural Sciences (Vietnam), 4, 2 (2003) 157-163] M.Esashi 

101)  ナノテクノロジの基礎 

   [エレクトロニクス実装学会誌, 7, 1 (2004), 91-95] 江刺正喜 

102)  ナノテクノロジー 

   [日本機械学会誌、107,1022 (2004), pp.11-13] 江刺正喜 

103)  Biomedical Microsystems for Minimally Invasive Diagnosis and Treatment 

     [Proc. of the IEEE, 92, 1 (2004), 98-114] Y.Haga and M.Esashi 

104)  ナノテクノロジーを応用した人工臓器開発 -ナノテク人工食道とナノテク人工心筋- 

     [ナノ学会会報, 2, 2 (2004), 103-112] 

      山家智之、堀義生、白石泰之、井口篤志、田林晄一、芳賀洋一、江刺正喜、吉澤誠、田

中明、松木英敏、佐藤文博、川野恭之、羅雲、高木敏行、早瀬敏幸、圓山重直、王慶田、

段旭東、仁田新一、佐々田比呂志、佐藤英明、岡本英治、久保豊、大坂元久、梅津光生、

本間大、前田剛 

105)  MEMSパッケージングの設計製造 

   [精密工学会誌、70, 9 (2004), 1137-1141] 江刺正喜 

106)  Micro Industry Equipments 

     [JSME International Journal, Series B, 47, 3 (2004) 429-437] 

M.Esashi, T.Ono and S.Tanaka 

107)  シリコンMEMSの新潮流 

   [応用物理, 73, 9 (2004) 1158-1165] 江刺正喜 
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108)  Nano/Micromechanical Tools for Nanoscale Engineering 

     [Advances in Natural Sciences (Vietnam), 5, 4 (2004) 343-355] 

     T.Ono, H.Miyashita, K.Iwami, S.-J.Kim, Y.-C.Lin, P.N.Ninh and M.Esashi 

109)  Power MEMS and MEMS for Harsh Environments 

     [Advances in Natural Sciences (Vietnam), 5, 4 (2004) 357-368] 

      S.Tanaka and M.Esashi 

110)  MEMSとナノテクノロジー 

   [表面科学、26, 2 (2005) 68-73] 

     江刺正喜、小野崇人 

111)  MEMSの信頼性 

   [日本信頼性学会誌, 27, 2 (2005) 92-103] 

      江刺正喜 

112)  From MEMS to Nanomachine 

     [J. Phys. D: Appl. Phys. 38 (2005) R223-R230] 

      M.Esashi and T.Ono 

113) 「レーザーとMEMS(微小電気機械システム)」特集号によせて 

   [レーザー研究, 33, 11 (2005) 715] 江刺正喜 

114)  近接場光学とMEMS技術 

   [レーザー研究, 33, 11 (2005) 739-744] 小野崇人、岩見健太郎、後藤顕也、江刺正喜 

115)  MEMS(微小電気機械システム)の産業展開 

   [成形加工, 18, 1 (2006) 42-46] 江刺正喜 

116)  東北大学大学院工学研究科 ナノメカニクス専攻 江刺・小野・田中研究室 

   [エレクトロニクス実装学会誌、9, 3 (2006) 224] 江刺正喜 

117)  精密微細加工技術を用いた高機能低侵襲医療デバイスの開発 

   [砥粒加工学会誌, 50, 5 (2006) 245] 

     芳賀洋一、松永忠雄、牧志 渉、戸津健太郎、峯田 貴、江刺正喜 

118)  センサネットワークに関連するMEMS技術 

   [電子情報通信学会誌, 89, 5 (2006) 395-398] 江刺正喜 

119)  半導体微細加工技術で作るMEMS(微小電気機械システム)の産業展開について 

   [鉱山, 59, 4 (2006) 21-31] 江刺正喜 

120)  Recent Progress of Application-oriented MEMS through Industry-university 

Collaboration 

     [Intl. J. of High Speed Electronics and Systems, 16, 2 (2006) 693-704] M.Esashi 

121)  半導体微細加工技術を中心に作られるマイクロシステム 

   [物理教育, 54, 4 (2006) 271-275] 江刺正喜 

122)  安全のためのMEMSセンサ 

   [鉄道と電気技術、18,4 (2007) 3-8] 江刺正喜 

123)  安全安心をめざす，医療機器へのマイクロシステムの応用 

     [エレクトロニクス実装学会誌, 10, 6 (2007) 453-456] 

     芳賀洋一、松永忠雄、牧志 渉、江刺正喜 
124)  医療用マイクロロボット 

   [ロボット, 178 (2007) 1-6] 芳賀洋一、松永忠雄、牧志 渉、江刺正喜 

125)  マイクロアクチュエータ利用のMEMS 

     [日本機械学会誌、111, 1072 (2008) 36-37] 江刺正喜 

126)  マイクロマシン/MEMSと信頼性 

   [REAJ誌, 30, 2 (2008) 120-127] 江刺正喜 
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127)  MEMSデバイス: 実用化動向 

   [電気学会誌, 128, 6 (2008) 373-374] 江刺正喜 

   MEMS Devices: Progress Towards Practical Applications 

     [Transactions on Electrical and Electronic Engineering, 4 (2009) 54-55] M. Esashi 

128)  Wafer Level Packaging of MEMS 

     [J. of Micromechanics and Microengineering, 18 (2008) 073001(13pp)] M.Esashi 

129)  産業活性化に向けて(マイクロセンサや低侵襲医療ツールの研究経験から) 

     [生体医工学、46, 3 (2008) 330-332] 江刺正喜 

130)  MEMSのウェハレベルパッケージング 

   [電子情報通信学会論文誌C, J91-C, 11 (2008) 527-533] 江刺正喜 

131)  マイクロ・ナノマシニング技術を用いた低侵襲医療機器の開発 

   [精密工学会誌、74, 11 (2008) 1139-1142] 芳賀洋一、松永忠雄、江刺正喜 

132)  マイクロマシン/MEMS 

   [精密工学会誌、75, 1 (2009) 78-79] 江刺正喜 

133)  MEMS技術の変遷と応用 

   [電気学会誌, 129, 5 (2009) 307-310] 江刺正喜 

134)  MEMSワイヤレスセンサ 

   [計測と制御, 48, 7 (2009) 554-559] 江刺正喜 

135)  MEMSセンサとセンシング技術 

   [自動車技術, 64, 2 (2010) 11-15] 江刺正喜 

136)  マイクロマシニング・MEMS技術を用いた低侵襲医療機器の開発 

   [塑性と加工, 51, 590 (2010) 209-213] 芳賀洋一、松永忠雄、江刺正喜 

137)  半導体微細加工技術による電子部品の製造 

     [日本機械学会誌、113, 1099 (2010) 432-433] 江刺正喜 

138)  東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター 

     [電気学会論文誌Ｅ, 130-E, 11 (2010) 553-554] 江刺正喜 

139)  マイクロシステム研究の経験から考える工学教育 

   [工学教育, 56, 6 (2010) 95-100] 江刺正喜 

140)  4代目会長に就任して ― 時空間の拡がりを繋ぐ活動を ― 

   [次世代センサ、20, 2 (2011) 1] 江刺正喜 

141)  専門家間のMEMS技術相互理解 

   [日本機械学会誌、114,1107 (2004) 12-13] 江刺正喜 

142)  MEMS技術 

   [科学と工業、85, 2 (2011) 49-56] 田中秀治、江刺正喜 

143)  MEMSによるセンサの革新 

   [応用物理、80, 3 (2011) 181-188] 江刺正喜 

   Revolution of Sensors in Micro-Electromechanical Systems 

     [Jpn. J. Appl. Phys. 51 (2012) 08001] M.Esashi 

144)  微細加工技術と光ファイバー技術を用いた低侵襲医療機器の開発 

     [日本レーザー医学会誌, 31, 4 (2011) 428-434] 芳賀洋一、松永忠雄、江刺正喜 

145)  東日本大震災にあたって ― ロバストにして新たな発展を ― 

   [次世代センサ、21, 2 (2011) 1-2] 江刺正喜 

146)  巻頭言「MEMS/NEMSによるセンシング」 

   [応用電子物性分科会誌, 18,3 (2012)] 江刺正喜 

147)  Revolution of Sensors in Micro-Electromechanical Systyems 

     [Jap. J. of Applied Physics, 51 (2012) 08001] M.Esashi 
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解説（その他） 

1)   半導体の電界効果を用いたイオン選択性電極 

   [Ionics,28(1978),1-14] 江刺正喜、松尾正之 

2)   新しい臨床用イオンセンサ(ISFET) 

   [化学工業,32,12(1978),1208-211] 松尾正之、江刺正喜 

3)   硝子電極・膜電極に代わる半導体電極ケミカルセンサの仕組み 

   [表面,18,9(1980),495-503] 松尾正之、江刺正喜 

4)   小形化学センサー 

    [化学工業,33,6(1982),481-486] 江刺正喜 

5)   イオンセンサー(ISFET) 

  [電子技術,25,5(1983),98-103] 松尾正之、江刺正喜 

6)   IC技術による医用小形圧力変換器 

    [計測技術,11,10(1983),98-103] 江刺正喜 

7)   化学センサー1984,半導体化学センサー 

    [化学センサニュース,1,3(1985),56-62] 江刺正喜 

8)   半導体マイクロメカニカルマシンニングとセンサ 

    [センサ技術,5,1(1985),114-119] 江刺正喜 

9)   化学センサー1985,半導体化学センサー 

    [化学センサニュース,2,4(1986),77-81] 江刺正喜 

10)  センサのIC化・イオンセンサ 

[センサ技術,7,4(1987),26-28] 江刺正喜 

11)  「化学センサ」1986 - 半導体化学センサ 

   [化学センサニュース,3,4(1987),73-78] 江刺正喜 

12)  マイクロマシーニングとマイクロメカニカルデバイス 

   [コンピュートロール(コロナ社),21(1988),18-23] 江刺正喜 

13)  マイクロマシーニングやマイクロメカックスをより深く知りたい読者のために 

   [電気学会論文誌Ｄ,108,3(1988),347-348] 江刺正喜 

14)  「化学センサ」1987 - 半導体化学センサ 

   [化学センサニュース,4,2-4(1988),40-44] 江刺正喜 

15)  マイクロメカニズムの応用 

   [臨床検査,33,1(1989),68-71] 江刺正喜 

16)  基板の接合技術 

  [日経エレクトロニクス,480(1989),150-152] 江刺正喜 

17)  微量血液分析システム 

   [日本機械学会誌,91,851(1989),87] 江刺正喜 

18)  小型集積化容量型圧力センサ 

    [センサ技術,9,13(1989),33-36] 江刺正喜 

19)  微細加工の最新動向と展望 

   [機械技術,38,3(1990),18-23] 江刺正喜 

20)  IC内蔵センサ等,多くの可能性を秘めた「マイクロマシニング」は何をめざすか? 

    [エレクトロニクス,35,6(1990),64-68] 江刺正喜 

21)  共通2線式触覚センサアレイ 

   [センサ技術,10,10(1990),32-35] 小林真司、三井隆、江刺正喜 

22)  マイクロマシニング技術と半導体製造技術 
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   [Semiconductor World,9,16(1990),190-195] 江刺正喜 

23)  マイクロマシニング 

   [電子工業月報,32,12(1990),2-19] 江刺正喜 

24)  マイクロメカトロニクスの世界 

   [Agriculture Forestry Fishery,22,11(1991),15-20] 江刺正喜 

25)  マイクロマシーニングの現状とマイクロマシンの展望 

   [機械の研究,43,12(1991),1267-1274] 江刺正喜 

26)  マイクロバルブの製作 

   [日本の科学と技術,32,263(1991),46-51] 江刺正喜 

27)  マイクロマシニング技術とセンサ 

   [センサ技術,11,8(1991),21-23] 江刺正喜 

28)  マイクロマシンの将来展望 

   [センサ技術,11,11(1991),60-64] 江刺正喜 

29)  マイクロマシン 

   [半導体研究所報告,28(1992),23-32] 江刺正喜 

30)  2線式ハイブリッド加速度センサ 

   [センサ技術,12,11(1992),18-23] 江刺正喜 

31)  シリコンの微細加工技術 

   [金属,63,3(1993),31-37] 江刺正喜 

32)  マイクロマシニングによる集積化センサ・アクチュエータシステム 

   [超音波テクノ,5,8(1993),39-43] 江刺正喜 

33) マイクロ流体制御システム 

   [油空圧技術,33,3(1994),51-57] 庄子習一、江刺正喜 

34)  マイクロマシンと光技術 

   [光技術コンタクト,32,6(1994),314-321] 南和幸、江刺正喜 

35)  マイクロマシン用センサ＆アクチュエータ 

   [省力と自動化,25,8(1994),52-55] 江刺正喜 

36)  微小機械の医療応用 

   [先端医療,4(1994),24-25] 江刺正喜 

37)  エキシマレーザ支援ＣＶＤを用いた非平面上の配線形成法の研究 

   [三菱電線工業時報,89(1995),58-63] 前田重雄、山本啓介、南和幸、江刺正喜 

38)  マイクロマシン 

   [工業教育,43,3(1995),63-68] 江刺正喜 

39)  マイクロマシニングによるセンシングシステム 

   [オーム,83,1 (1996),91-96] 江刺正喜 

40)  半導体微細加工技術によるマイクロシステム 

   [機械の研究,48,8 (1996),815-823] 江刺正喜 

41)  マイクロマシニング技術が可能にする新しいセンシングシステム 

   [M&E，8 (1996),174-183] 江刺正喜 

42)  微細加工技術によるマイクロシステムの開発 

   [化学工学,61,2 (1997), 95-99] 江刺正喜 

43)  半導体微細加工技術によるセンサ・マイクロマシンの研究開発 

   [ブレークスルー,127 (1997), 7-9] 江刺正喜 

44)  Silicon Bulk Micromachining in Tohoku University 

    [MST news, Special Issue Japan, May (1997),31-32] M.Esashi 

45)  柔らかく、優しく 半導体技術が自然な動きを可能にした 
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   [SCIaS,12.05 (1997),53] 江刺正喜 

46)  光マイクロマシン総論 

    [Ｏ plus Ｅ，20,1 (1998),27-35] 江刺正喜 

47)  実例：東北大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（センサ・マイクロマシンの開発） 

     [大学資料,135-136 (1998),61-67] 江刺正喜 

48)  超音波体腔内走査のためのマイクロマシン技術 

     [先端医療, 5,1(1998),48-51] 芳賀洋一、江刺正喜 

49)  医用マイクロマシン開発の現状 

     [総合臨床,47,11 (1998),2883-2885] 仁田新一、山家智之、江刺正喜 

50) 創造性を発揮させるコラボレーション  

－組織の活力はやわらかな管理・運営から生まれる－ 

     [IBM USERS,No.440 (1998) pp.2-3] 江刺正喜 

51)  マイクロマシンの基礎技術１：医療機器開発のための基盤技術 

     [Clinical Engineering, 10,1(1999),10-18] 芳賀洋一、江刺正喜 

52)  研究評価のパラメータは“研究成果研究費用” 

     [InterLab, No.8 (1999) pp.23-26] 江刺正喜 
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